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クリーンルーム業務報告

北陸先端科学技術大学院大学

技術サービス部

能登屋治

クリーンルーム業務報告目次
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I 

クリーンルーム(CR)担当技術職員と業務概略

-担当技術職員

一束嶺孝一主任技術職員

一能畳屋治主任技術職員

一伊藤暢晃技術職員

・担当業務

-CR設備の維持・管理

-CR利用に闘する教育・指導

クリーンルーム平面図
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3 

クリーンルームの清浄度

"}ー〉晶戸ム童書 O.l.umクラス 事。クラス 温..件 量廃象件 量圧順位 対外気圧釜

CR6 10 3 23::!::1"C 45::1::叫 1 3.5mrnA司

CR5 1国 4 23士1"C 45士開 2 3.0mmAq 

CR1 --4 1000 5 23士1"C 45士関 3 2.0mmA咽

CR廊下 1000 5 四四回℃ 岨土10‘3 2.0mmA司
ユーティリティ 10000 

ー

23-28"C ..0101叫 4 1.OmmA司

E衣宣 回全n: 5 O.5mrnAq 

4 

クリーンルームの用途

。リー〉ルーム童書 0.1μmクラス 用途

CR6 10 イエロールーム!リソゲラフ，電子線描画，

CR5 1田 イエロルム消音揖飽りソゲラフ SEM

CR1 --4 1000 
nt臨装置ドライエッチン'f華置ウzツトエッチンゲ

決浄スペース，評価岨畢，臨

CR廊下 1000 通路1ガス検銅器表示盤，

ユーティリティ 10000 
ロータリーポンプ置置，ガスボンペ敵置，
液体富豪量み出し eto

E衣量 クリーン量CD..え手1lI.'量入・aクリー=ン'f
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クリーンルーム 1

. 'Jラス1000成膜装置など

一分子線zピタキシー・真空蕪着複合装置(鈴木研)

ー透明電極材料スパッタ装置(松村研)

ーイシヲジェットデバイス描画麓置(下回研)

ー酸化・アニール用電気炉(共通)

イオン注入装置(共通)

イオン注入益置

クリーンルーム 2

. 'Jラス1000シリコン系・成膜装置

ー触媒化事気相堆積装置(松村研}

分子線エピタキシー装置(堀田研)

スパッタ装置(技術サ-t:A郁)

ーシリコシ系材料用洗浄室

{有様用ドラフト、無機用

5 

6 
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クリーンルーム 3

. 'Jラス10∞成膿装置、ヱッチング装置など
真空蒸着装置X2(共通)

ースパッタ装置X5(共通)

ードライエッチシゲ麓置X3(共通)

ーアッシンダ麓置(共通)

一小型7=-ール装置{共通)

一非シリコ〉系材料用洗浄室

{有機用戸ラフト、無様用

スパヲタ筆置〈手前)，円イエッチング厳置<1"

クリーンルーム 4

. 'Jラス1000化合物系・結品成長装置
ー分子線エピ~キシー装置(大塚研)

分子線エピタキシー装置(技術サービス都)

分手線エピタキシー装置(山田研)

分子・ヱピタキシ裳置

7 

8 
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クリーンルーム 5

-クラス100イエロールームプロセス装置
一走査電子顕微鏡(共通)

ー電子線リソグラフィー装置(共通)

ーイオンシャワー装置(共通)

ーマスクアライナー(共通)

ースピンコーター(共通)

一有機用ドラフト(共通)

(手前から)スピンコーター，マスクアライナー，
有機用ドラフト

クリーンルーム 6

-クラス10イエロールームリソグラフィ一関連装置
ーマスクアライナーX2(共通)

ー電子線リソグラフィー装置X2(共通)

ースピンコーターx2(共通)
一光学顕微鏡X2(共通)

一有機用ドラフト(共通)

電子線リソグラフィー装置

9 

10 
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11 
クリーンルームのサービスと設備

12 
機械室平面図
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13 

。:主担当 O補助
車偏 伊. 箇畳屋

純水製造設備 。 。 。
液化窒素貯槽 。 。 。
ガス検知器 。 。 。
圧縮空気源設備 。 。 。
排風機 。 。 。
外調機 。 。 。
冷凍機 。 。 。
。リーン服 。 。 。
。1)ーンルーム掃除当番 。 。 。
ファンフィル事ユニット 。 。 。
床洗浄システム 。 。 。
実験廃液回収 。 。 。

CRfこ関連した技術職員の日常業務

.クリーンルーム掃除当番割当

・クリーン服クリーニング発注

-液化窒素貯槽点検・液体窒素補充

• CR運転状況の確認
.床洗浄のスケジュール設定

・冷凍機用冷却塔・ストレーナー清掃

.床洗浄タンクの水交換

14 

• CR入室用カード管理 …etc. 
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15 
CR業務の年間スケジュール

月 主な行事

4 

5 定期整備(純水製造設備，ガス検知器，液化窒素貯槽，冷凍機，外調機)

自

7 冷2車機法定検査， CR講習会，

8 

9 

10 

11 CR講習会，定期整備(純水製造設備，ガス検知器，液化窒素貯槽，空気源設備，
スヲラパー，排風機)

12 

1 

2 

3 全学停電，定期整備(純水製造設備)

16 
定期整備の概要

月 •• H 肉容
5 純水製造設備 陣塩素簡・活性炭簡の充填材交換、RO膜・UF膜の交換、紫外釘交換

同ス横知器 同ス横知器の検査と校正

液化窒素貯槽 安全#、圧力計、液面計の検査

冷湾機 安全弁交換作業

11 粧水製造霞備 計器校正、サブシステム配管洗浄、水質検査

同ス樟知器 同ス樟知器の検査と校E

書量化宣素貯槽 安全弁、圧力計、捜面計の検査

空気源装置 圧縮機整備

除。ラパー 充填材清掃作業

排鳳樋 Wベルト交換等整備作業
3 純水製造設備 イオシ変換樹脂筒変換
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19 
CR講習会の参加人数

2111抱

20幽

Fl |-'1 事外調周宥
2国 7

盟国

盟国

。 10 20 3D .. 511 圃

'" 【人1

20 
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21 
業務報告まとめ

・竣工より15年が経過し、設備の老朽化が進
んでいる。設備更新と併せて計画的な整備計
画が必要である。

・留学生への教育・指導を英語で行っている。
留学生の増加に伴いコミュニケーション上の
問題が発生するが、これを如何に低減するか
が課題となっている。

・前ニ項の課題に関連して、 CRの安全の啓
蒙・確保は継続的な課題である。




